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１．概要（Summary） 
内視鏡手術中における患者の生体情報を非侵襲で収

集可能な各種の小型センサが数多く必要とされている。

本研究では、患者に負担とならず、安全なマイクロセンサ

にむけた検出回路を形成して評価を行う。医療用センサ

に用いるには、シリコンは優れた性能と機能、生体への安

全性を発揮する。今回、単結晶シリコン表面にセンサの検

出回路を形成し、マイクロ加工した。シリコンに不純物をド

ープして検出回路を形成し、適切な電気特性を得た。 

 

２．実験（Experimental） 
・利用した主な装置 

マスク描画装置（ハイデルベルグ社製, DWL-66-K1） 
 

・実験方法 

マスク描画装置を用いて、検出回路パターンを転写す

るためのマスターマスクを製作した。Fig. 1 はその回路パ

ターンである。 

 
Fig. 1 Design Layout of the Sensor Circuit 

製作したマスクを用いて4インチシリコンウェハにパター

ンを転写し、不純物ドーピングを行うことで回路パターンを

形成した。回路絶縁分離は pn 接合分離である。その後、

蒸着装置を用いて回路配線となる金属薄膜を堆積した。

堆積した膜厚は、センサの機能に応じてそれぞれ変化さ

せた。膜厚の制御は成膜時間によって調整した。  

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
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Fig. 2 Electric characteristic of the circuit 
Fig. 2 は、製作したセンサ検出回路の電気特性評価結

果である。電源電圧に対して比例的な出力電圧が得られ

ており、設計通りの値となった。また、電源に対して高い線

形性を示しており、良好な電気接触による回路形成ができ

ていると言える。この回路は様々な種類の医療用センサに

応用可能であり、検出する対象や目的に応じて活用でき

ると考えている。 

 今後はこの回路を用いた各種のセンシングデバイスを開

発し、医療応用における実証を通じてデバイスの実用化

につなげたい。 
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